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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ギャップを介して対向する反射膜と、入力値に基づいて前記ギャップ寸法を変動させる
ギャップ可変部とを有する波長可変干渉フィルターと、
　前記波長可変干渉フィルターにより面分光された光の面内にアレイ状に配置される複数
の検出素子を有し、前記波長可変干渉フィルターを透過した光を検出する検出部と、
　前記ギャップ可変部に前記入力値を出力して、前記ギャップ寸法を制御する駆動制御部
と、
　前記入力値に対する前記複数の検出素子で受光される光の波長が記録された相関データ
を記憶した記憶部と、
　前記相関データに基づいて、前記入力値に対して、測定対象波長の光を受光可能な前記
検出素子を特定する素子特定部と、
　前記素子特定部により特定された前記検出素子で検出された前記測定対象波長の光の光
量を取得する光量取得部と、
　を備えたことを特徴とする光測定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の光測定装置において、
　前記検出部は、前記反射膜が対向する方向から見た平面視において、前記反射膜の面内
に前記複数の検出素子が配置されている
　ことを特徴とする光測定装置。
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【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の光測定装置において、
　前記相関データは、前記入力値に対して同一波長域の光を受光する少なくとも１つ以上
の前記検出素子である同波長検出素子群毎に、それぞれ設定されている
　ことを特徴とする光測定装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の光測定装置において、
　前記相関データは、前記検出素子毎に、それぞれ設定されている
　ことを特徴とする光測定装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の光測定装置において、
　前記駆動制御部は、前記相関データに基づいて、測定対象波長の光に対する入力値を取
得するとともに、取得した入力値を前記ギャップ可変部に出力する
　ことを特徴とする光測定装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の光測定装置において、
　前記光量取得部により取得された各前記検出素子での測定対象波長の光の光量に基づい
て、測定対象波長の光の強度分布を測定する強度分布測定部を備えている
　ことを特徴とする光測定装置。
【請求項７】
　ギャップを介して対向する反射膜と、入力値に基づいて前記ギャップ寸法を変動させる
ギャップ可変部とを有する波長可変干渉フィルターと、
　前記波長可変干渉フィルターにより面分光された光の面内にアレイ状に配置される複数
の検出素子を有し、前記面分光された光を検出する検出部と、を備え、
　前記検出部が、前記入力値に対する前記複数の検出素子で受光される光の波長を記録し
た相関データに基づいて、前記入力値に対して測定対象波長の光を受光可能な前記検出素
子で検出された光量を取得する
　ことを特徴とする光測定装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　入射光から所定の波長の光を取り出す波長可変干渉フィルターを備えた光測定装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一対の反射膜を互いに対向させ、入射光のうち一対の反射膜により多重干渉され
て強め合った所定波長の光を透過または反射させる干渉フィルターが知られている（例え
ば、特許文献１参照）。
　この特許文献１に記載の光学フィルター装置は、一対の基板を互いに対向させ、このう
ち一方の基板には、可動部（第１部分）と、可動部を他方の基板に対して進退移動可能に
保持するダイヤフラム（第２部分）とが設けられている。そして、この可動部に一対の反
射膜（ミラー）のうちの一方の反射膜を形成されている。そして、他方の基板に、可動部
に形成した反射膜に対向する他方の反射膜が形成されている。このような光学フィルター
装置では、可動部を進退させることで、一対の反射膜の間のギャップ寸法を変動させるこ
とができ、ギャップ寸法に応じた光を取り出すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２５１１０５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１では、反射膜間のギャップを可変させる際に、静電引力によ
り、ダイヤフラムにより保持された可動部を他方の基板に向かって撓ませている。この場
合、ダイヤフラムの撓みにより可動部が他方の基板に移動されるが、この時可動部にも僅
かな撓みが生じ、可動部に設けられたミラーにも撓みが生じてしまう。このため、一対の
反射膜間のギャップ寸法を均一にすることができず、反射膜の位置によって、異なる波長
の光が透過されてしまい、分解能が低下してしまう。この場合、干渉フィルターに対向し
て複数の撮像素子により構成された撮像センサーを設けた場合、各撮像素子に入射する光
の波長にずれが生じ、検出対象となる波長の光の光量を正確に把握できないという問題が
ある。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題に鑑みて、測定対象波長の光の光量を正確に測定可能な光
測定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の光測定装置は、入射光のうち、多重干渉により強め合った光を透過させる波長
可変干渉フィルターと、前記波長可変干渉フィルターを透過した光を検出する検出部と、
前記波長可変干渉フィルターを制御して、測定対象となる測定波長の光の強度を測定する
制御部と、を具備した光測定装置であって、前記波長可変干渉フィルターは、第一基板と
、前記第一基板に対向するとともに、可動部、および前記可動部を前記第一基板に向かっ
て進退移動可能に保持する保持部を備えた第二基板と、前記第一基板に設けられた第一反
射膜と、前記可動部に設けられ、前記第一反射膜とギャップを介して対向する第二反射膜
と、前記制御部から入力された入力値に基づいて、前記ギャップの寸法を可変するギャッ
プ可変部と、を備え、前記検出部は、少なくとも前記第一反射膜および前記第二反射膜に
対向する範囲に、２次元アレイ状に配置される複数の検出素子を備え、前記制御部は、前
記ギャップ可変部に入力値を出力して、前記ギャップの寸法を可変させる駆動制御部と、
前記ギャップ可変部に入力される入力値に対する前記検出素子で受光される光の波長が記
録された相関データを記憶した記憶部と、前記相関データに基づいて、前記ギャップ可変
部に入力された入力値に対して、測定対象波長の光を受光可能な検出素子を特定する素子
特定部と、前記素子特定部により特定された前記検出素子で検出された前記測定対象波長
の光の光量を取得する光量取得部と、を備えたことを特徴とする。
　ここで、入力値とは、ギャップ可変部の構成により異なるものであり、例えば、ギャッ
プ可変部として、第一基板に第一電極を設け、第二基板に第一電極に対向する第二電極を
設け、静電引力により可動部を移動させる構成が採られる場合であれば、第一電極および
第二電極に印加する電圧値が入力値となる。また、例えば第一反射膜および第二反射膜の
間のギャップが密閉空間であり、ギャップ可変部が、この密閉空間に空気圧を与えること
でギャップを可変させる構成では、密閉空間であるギャップに加える空気圧、または空気
圧を発生するポンプの制御値が入力値となる。
【０００７】
　この発明では、光測定装置は、駆動制御部により波長可変干渉フィルターのギャップ可
変部に入力値を入力することで、第一反射膜および第二反射膜の間のギャップを可変させ
、このギャップ内で多重干渉されて透過された光を複数の検出素子が配列された検出部で
受光する。この時、光測定装置の素子特定部は、記憶部に記憶された相関データに基づい
て、ギャップ可変部に入力された入力値に対し、測定対象波長の光を受光可能な検出素子
を特定する。そして、光量取得部は、この検出素子で検出された光の光量を取得する。
　これにより、ギャップ可変部により可動部を移動させた際に、可動部上の第二反射膜に
撓みが生じた場合であっても、第一反射膜および第二反射膜の間のギャップのうち、測定
対象波長の光を透過させる部分に対向した検出素子を特定することができる。したがって
、この特定した検出素子で検出される光の光量を取得することで、測定対象波長の光の光
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量を正確に測定することができる。
【０００８】
　本発明の光測定装置では、前記相関データは、前記ギャップ可変部に入力された入力値
に対して同一波長域の光を受光する少なくとも１つ以上の検出素子である同波長検出素子
群毎に、それぞれ設定されたことが好ましい。
【０００９】
　波長可変干渉フィルターにおいて、可動部を保持する保持部に作用する応力バランスが
均一である場合、例えば可動部の中心に対して保持部が点対称に配置される場合、可動部
の同心円上に位置する部分は撓み量が同一となり、第一反射膜および第二反射膜の間のギ
ャップ間隔が同一寸法となる。したがって、この場合、これらの同心円に対応するギャッ
プ領域に対向して配置される検出素子では、同一波長域の光が受光される。
　このため、検出部を構成する複数の検出素子を、同一波長域を受光する検出素子群に分
けた場合、これらの検出素子群毎にそれぞれ相関データがあれば、ギャップ可変部に所定
の入力値を入力した際の各検出素子における受光光の波長を取得することができる。この
ような相関データでは、例えば、個々の検出素子毎に相関データを設定する場合に比べて
、データ量を少なくすることができ、光量の測定処理を迅速に行うことができる。
【００１０】
　本発明の光測定装置では、前記相関データは、前記検出素子毎に、それぞれ設定された
構成としてもよい。
【００１１】
　この発明では、相関データは、各検出素子のそれぞれに対応して設定されている。
　ここで、上述したように、波長可変干渉フィルターにおいて、可動部を保持する保持部
に作用する応力バランスが均一である場合、可動部の中心に対して同心円上に位置する部
分は、第一反射膜および第二反射膜の間のギャップ間隔が同一寸法となる。しかしながら
、例えば保持部に、膜や電極線等が形成される場合や、エッチングに不均一な部分がある
場合、可動部の中心に対して同心円上に位置する部分でも、前記ギャップ間隔に差が生じ
る場合がある。これに対して、本発明では、各検出素子に対してそれぞれ相関データが設
定されているため、素子特定部は、測定対象波長の光を受光可能な検出素子をより正確に
特定することができ、光量取得部は、より正確に測定対象波長の光の光量を取得すること
ができる。
【００１２】
　本発明の光測定装置では、前記駆動制御部は、前記相関データに基づいて、測定対象波
長の光に対する入力値を取得するとともに、取得した入力値を前記ギャップ可変部に順次
切り替えて入力することが好ましい。
【００１３】
　光量の測定にあたり、駆動制御部は、ギャップ可変部に入力される入力値を、例えばギ
ャップの変動可能範囲の全域で順次切り替える処理をしてもよいが、例えば、特定の測定
対象波長、または特定の測定波長域の光量を検出したい場合、無駄な測定値を多く採るこ
ととなり、測定効率が下がってしまう。
　これに対して、この発明では、駆動制御部は、相関データに基づいて、測定対象波長の
光を透過させるために必要な入力値を取得し、取得した入力値をギャップ可変部に順次切
り替えて入力する。例えば、相関データとして、検出素子ａにより、測定対象波長λ１の
光を受光するために必要な入力値がＳ１、検出素子ｂにより、測定対象波長λ１の光を受
光するために必要な入力値がＳ２、検出素子ｃにより、測定対象波長λ１の光を受光する
ために必要な入力値がＳ３である場合、駆動制御部は、入力値がＳ１、Ｓ２，Ｓ３を順次
切り替えてギャップ可変部に入力する。
　このような構成では、例えば測定対象波長や測定対象波長域が予め決定されている場合
において、最低限の駆動により、当該測定対象波長の光の光量を得ることができ、迅速な
光量の測定処理を実施することができる。
【００１４】
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　本発明の光測定装置では、前記光量取得部により取得された各検出素子での測定対象波
長の光の光量に基づいて、測定対象波長の光の強度分布を測定する強度分布測定部を備え
たことが好ましい。
【００１５】
　この発明では、強度分布測定部は、光量取得部により取得された各検出素子での測定対
象波長の光強度に基づいて、入射光に含まれる測定対象波長の光の強度分布を測定する。
　すなわち、各検出素子は、アレイ上に配列されているため、これらの検出素子の位置を
画素位置とした画像を生成することができる。したがって、各検出素子における測定対象
波長の光の強度を、例えば色や濃淡、等高線などを用いることで、容易に、かつ正確な光
強度分布を得ることができる。
　また、検出部に入射した像の各波長の強度分布を作成することで、当該像の各画素の正
確な色分析を実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る第一実施形態のイメージ分光測定装置の概略構成を示す図である。
【図２】第一実施形態の波長可変干渉フィルター、および検出部の概略構成を示す断面図
である。
【図３】図２において、第一電極および第二電極の間に電極が印可され、可動部が第一基
板側に撓んだ状態を示す断面図である。
【図４】第一実施形態の相関データの一例を示す図である。
【図５】第一実施形態における所定電圧値に対して測定対象光を受光可能な同波長検出素
子群を示す図である。
【図６】光強度分布図の一例を示す図である。
【図７】第一実施形態の分光測定装置１のフローチャートである。
【図８】第二実施形態における相関データの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
[第一実施形態]
　以下、本発明に係る第一実施形態について、図面に基づいて説明する。
　〔１．イメージ分光測定装置の全体構成〕
　図１は、本発明に係る実施形態のイメージ分光測定装置１（以下、分光測定装置１と称
す）の概略構成を示す図である。
　この分光測定装置１は、本発明の光測定装置であり、図１に示すように、光センサー３
と、本発明の制御部を構成する制御装置４と、を備えている。そして、この分光測定装置
１は、測定対象２の像を撮像し、その光量分布特性を測定する装置である。
【００１８】
　〔２．光センサーの構成〕
　光センサー３は、図１に示すように、入射光学系３１と、本発明の波長可変干渉フィル
ター５と、波長可変干渉フィルター５を透過する光を受光する検出部３２と、波長可変干
渉フィルター５で透過させる光の波長を可変する電圧制御回路３３と、を備えている。
【００１９】
　（２－１．入射光学系の構成）
　入射光学系３１は、測定対象２からの入射光を波長可変干渉フィルター５に導く光学系
であり、複数のレンズ等により構成されている。ここで、波長可変干渉フィルター５によ
り測定対象波長の光を分光させて透過させるには、波長可変干渉フィルター５に対して光
を垂直に入射する必要があるため、本実施形態の入射光学系３１では、テレセントリック
光学系が用いられており、測定対象２の像による主光線が波長可変干渉フィルター５の後
述する第二基板に対して直交して入射する。
【００２０】
　（２－２．検出部の構成）
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　図２は、本実施形態の波長可変干渉フィルター５および検出部３２の概略構成を示す断
面図である。
　図２に示すように、検出部３２は、アレイ状に配列される複数の検出素子３２１を備え
ている。ここで、これらの検出素子３２１は、少なくとも波長可変干渉フィルター５の第
一反射膜５６および第二反射膜５７に対向する領域内を敷き詰めるように、配列されてい
ればよい。これらの検出素子３２１は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）素子な
どの、光電交換素子により構成されており、受光した光の光量に応じた電気信号を生成し
て制御装置４に出力する。
【００２１】
　（２－３．波長可変干渉フィルターの構成）
　波長可変干渉フィルター５は、図２に示すように、第一基板５１、および第二基板５２
を備えている。これらの２枚の基板５１，５２は、それぞれ例えば、ソーダガラス、結晶
性ガラス、石英ガラス、鉛ガラス、カリウムガラス、ホウケイ酸ガラス、無アルカリガラ
スなどの各種ガラスや、水晶など、可視光域の光を透過可能な素材により形成されている
。そして、これらの２つの基板５１，５２は、外周縁に沿って形成される接合面５１３，
５２３同士が、例えばシロキサンを主成分とするプラズマ重合膜５３により接合されるこ
とで、一体的に構成されている。
【００２２】
　また、第一基板５１と、第二基板５２との間には、第一反射膜５６および第二反射膜５
７が設けられる。ここで、第一反射膜５６は、第一基板５１の第二基板５２に対向する面
に固定され、第二反射膜５７は、第二基板５２の第一基板５１に対向する面に固定されて
いる。また、これらの第一反射膜５６および第二反射膜５７は、ギャップＧを介して対向
配置されている。
　さらに、第一基板５１と第二基板５２との間には、第一反射膜５６および第二反射膜５
７の間の反射膜間ギャップの寸法を調整するための、本発明のギャップ可変部である静電
アクチュエーター５４が設けられている。この静電アクチュエーター５４は、第一基板５
１に設けられる第一電極５４１と、第二基板５２に設けられる第二電極５４２とにより構
成されている。
【００２３】
　　（２－３－１．第一基板の構成）
　第一基板５１は、第二基板５２に対向する対向面に、電極溝５１１およびミラー固定部
５１２が、エッチングにより形成されている。
　電極溝５１１は、図示は省略するが、基板厚み方向から第一基板５１を見たフィルター
平面視において、平面中心点を中心とするリング形状に形成されている。
　ミラー固定部５１２は、電極溝５１１と同軸上で、第二基板５２に向かって突出する円
筒状に形成されている。
【００２４】
　電極溝５１１の溝底面には、静電アクチュエーター５４を構成するリング状の第一電極
５４１が形成されている。また、この第一電極５４１は、配線溝に沿って延出される第一
電極線（図示略）が、第一基板５１の外周部に向かって形成されている。そして、この第
一電極線の先端が電圧制御回路３３に接続されている。
【００２５】
　また、ミラー固定部５１２の第二基板５２に対向する面には、第一反射膜５６が固定さ
れている。この第一反射膜５６は、例えばＳｉＯ２、ＴｉＯ２を積層することで構成され
た誘電体多層膜であってもよく、Ａｇ合金などの金属膜により構成されるものであっても
よい。また、誘電体多層膜と金属膜との双方が積層された構成であってもよい。
【００２６】
　そして、第一基板５１の電極溝５１１の外方には、第一接合面５１３が形成されている
。この第一接合面５１３には、上述したように、第一基板５１および第二基板５２を接合
するプラズマ重合膜５３が形成されている。
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【００２７】
　　（２－３－２．第二基板の構成）
　第二基板５２は、第一基板５１に対向しない面がエッチングにより加工されることで、
形成される。この第二基板５２は、基板中心点を中心とした円形筒状の可動部５２１と、
可動部５２１と同軸であり可動部５２１を保持する保持部５２２と、を備えている。ここ
で、この保持部５２２の外周径寸法は、第一基板５１の電極溝５１１の外周径寸法と同一
寸法に形成されている。
【００２８】
　可動部５２１は、撓みを防止するために、保持部５２２よりも厚み寸法が大きく形成さ
れている。
　保持部５２２は、可動部５２１の周囲を囲うダイヤフラムであり、例えば厚み寸法が５
０μｍに形成されている。なお、本実施形態では、ダイヤフラム状の保持部５２２を例示
するが、例えば、可動部の中心に対して点対称となる位置に設けられる複数対の梁構造を
有する保持部が設けられる構成などとしてもよい。
【００２９】
　保持部５２２の第一基板５１に対向する面には、第一電極５４１に所定の間隔をあけて
対向する、リング状の第二電極５４２が形成されている。ここで、上述したように、この
第二電極５４２および前述した第一電極５４１により、静電アクチュエーター５４が構成
される。
　また、第二電極５４２の外周縁の一部からは、第二基板５２の外周部に向かって、第二
電極線（図示略）が形成され、この第二電極線の先端が、電圧制御回路３３に接続される
。
【００３０】
　可動部５２１の第一基板５１に対向する面には、ギャップを介して第一反射膜５６に対
向する第二反射膜５７が形成されている。なお、第二反射膜５７の構成は、第一反射膜５
６と同一であるため、ここでの説明は省略する。
【００３１】
　　（２－３－３．電圧印可時の波長可変干渉フィルターの動作）
　図３は、図２において、第一電極５４１および第二電極５４２の間に電極が印可され、
可動部５２１が第一基板５１側に撓んだ状態を示す断面図である。
　図２に示す初期状態において、電圧制御回路３３から、第一電極５４１および第二電極
５４２間に駆動電圧が印可されると、第二基板５２の可動部５２１は、図３に示すように
、静電引力により、第一基板５１側に変位する。
　ここで、ギャップＧを構成する第一反射膜５６および第二反射膜５７の空間を、検出部
３２の各検出素子３２１に対向する複数の部分ギャップ領域Ｇｍ（ｍ＝０，１，２…）に
分割すると、電圧印可時における各部分ギャップ領域Ｇｍにおけるギャップ変動量は、図
３に示すように、異なる値となる。
【００３２】
　つまり、静電アクチュエーター５４に駆動電圧を印可すると、静電引力により保持部５
２２が撓むことで、可動部５２１が第一基板５１側に変位する。ここで、可動部５２１は
、保持部５２２よりも厚み寸法を大きく形成して、撓みを防止しているが、実際には、僅
かな撓みが生じる。これにより、図３に示すように、可動部５２１の中心点から遠ざかる
に従って、第一反射膜５６および第二反射膜５７の間の寸法が増大し、各部分ギャップ領
域における間隔が異なる値となる。
【００３３】
　ここで、可動部５２１および保持部５２２は、同軸となる平面視円形状となり、保持部
５２２が均一厚み寸法を有するダイヤフラムであり、かつ保持部５２２に形成される第二
電極５４２も均一厚み寸法を有するリング状に形成されているため、可動部５２１は、中
心軸Ｏを中心に撓む。したがって、中心軸から同距離だけ離れた部分ギャップ領域Ｇｍ（
例えば図２、図３における部分ギャップ領域Ｇ１およびＧ２）のギャップ間隔は同寸法と
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なる。このため、これらの中心軸Ｏから同距離だけ離れた部分ギャップ領域Ｇｍから検出
部３２側に透過される光の波長は同一波長域となる。なお、以降の説明にあたり、これら
の中心軸Ｏからの距離が同距離となる部分ギャップ領域Ｇｍのグループを、同ギャップ領
域群と称し、検出部３２を構成する複数の検出素子３２１のうち、同ギャップ領域群に対
向する検出素子３２１のグループを同波長検出素子群と称す。
【００３４】
　（２－４．電圧制御回路の構成）
　電圧制御回路３３は、制御装置４の制御により、静電アクチュエーター５４の第一電極
５４１および第二電極５４２に印加する電圧を制御する。
【００３５】
　〔３．制御装置の構成〕
　制御装置４は、分光測定装置１の全体動作を制御する。
　この制御装置４は、記憶部４１やＣＰＵ（Central Processing Unit）４２等により構
成されるコンピューターであり、例えば汎用パーソナルコンピューターや、携帯情報端末
、その他、測定専用コンピューターなどを用いることができる。
　そして、制御装置４は、ＣＰＵ４２上で実行されるソフトウェアとして、素子特定部４
２１と、駆動制御部４２２と、光量取得部４２３と、強度分布測定部４２４とを備えてい
る。
【００３６】
　記憶部４１は、ＣＰＵ４２上で実施する各種プログラムや、各種データが記憶されてい
る。また、記憶部４１は、静電アクチュエーター５４に印加する駆動電圧に対する、各検
出素子３２１で検出される透過光の波長を示す相関データを記憶している。
【００３７】
　ここで、記憶部４１に記憶される相関データについて、図４に基づいて説明する。
　図４は、本実施形態の相関データの一例を示す図である。
　相関データ６０は、静電アクチュエーター５４に対して印可される駆動電圧の電圧値（
本発明の入力値）に対する、同波長検出素子群にて受光される光の波長（同ギャップ領域
群を透過する光の波長）が記録されたデータである。この相関データは、図４に示すよう
に、各同波長検出素子群（各同ギャップ領域群）に対してそれぞれ個別に設定されている
。ここで、図４では、相関データ６０がグラフとして表示されているが、実際には、各同
波長検出素子群に対し、電圧値および透過波長が関連付けられたデータが記録されたルッ
クアップテーブルが記憶されている。なお、このようなルックアップテーブルに限られず
、例えば、各同波長検出素子群に対し、電圧値と透過波長の関係が数式データとして記憶
されるものであってもよい。
【００３８】
　次に、ＣＰＵ４２上で実行される各ソフトウェアである素子特定部４２１、駆動制御部
４２２、光量取得部４２３、および強度分布測定部４２４について説明する。
　素子特定部４２１は、記憶部４１に記憶された相関データ６０に基づいて、駆動制御部
４２２により設定された駆動電圧の電圧値（入力値）に対して、測定対象となる波長（測
定対象波長）の光（測定対象光）を受光可能な同波長検出素子群を取得する。
【００３９】
　駆動制御部４２２は、記憶部４１に記憶された相関データ６０に基づいて、検出部３２
の各検出素子３２１において、測定対象光を受光可能な電圧値を取得する。例えば、図４
に示す例では、測定対象波長がλ１である場合、駆動制御部４２２は、電圧値Ｖ１，Ｖ２
，Ｖ３，Ｖ４を取得する。そして、駆動制御部４２２は、取得した電圧値Ｖ１，Ｖ２，Ｖ
３，Ｖ４を例えば電圧値が低い方から順に切り替えて電圧制御回路３３に出力して、波長
可変干渉フィルター５のギャップＧの間隔を変位させる。
【００４０】
　光量取得部４２３は、駆動制御部４２２から出力された電圧値に対して素子特定部４２
１で取得された同波長検出素子群の各検出素子３２１で受光された測定対象光の光量を取
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得する。
　図５は、所定電圧値に対して測定対象光を受光可能な同波長検出素子群を示す図である
。この図５において、（Ａ）は、図４における電圧値Ｖ１に対応して測定対象波長λ１を
検出可能な同波長検出素子群の位置、（Ｂ）は、図４における電圧値Ｖ２に対応して測定
対象波長λ１を検出可能な同波長検出素子群の位置、（Ｃ）は、図４における電圧値Ｖ３
に対応して測定対象波長λ１を検出可能な同波長検出素子群の位置を示している。また、
（Ｄ）は、図５（Ａ）～（Ｃ）にて示す各同波長検出素子群での光量検出結果を合成した
結果を示す図である。なお、電圧値Ｖ４に対応して測定対象波長λ１を検出可能な同波長
検出素子群の位置は、図５において省略している。
　光量取得部４２３は、図５に示すように、駆動制御部４２２により設定され、順次切り
替えられた各電圧値に対して、それぞれ測定対象光を受光可能な検出素子３２１の光量を
取得する。
【００４１】
　図６は、光強度分布図の一例を示す図である。
　強度分布測定部４２４は、光量取得部４２３により取得された各検出素子３２１で検出
された測定対象光の光量に基づいて、図６に示すような光強度分布図を作成する。
【００４２】
　〔４．分光測定装置の動作〕
　次に、図７に示す本実施形態の分光測定装置１のフローチャートに基づいて、当該分光
測定装置１の測定対象光の測定動作について説明する。
【００４３】
　分光測定装置１では、測定対象光の面内光分布を測定するために、まず、測定対象光の
測定対象波長を取得する（ステップＳ１）。この測定対象波長は、例えば、分光測定装置
１の制御装置４に接続されたキーボードなどの入力手段により入力されることで取得され
てもよく、予め設定された測定対象波長を順次取得するものであってもよい。
【００４４】
　この後、制御装置４の駆動制御部４２２は、記憶部４１から測定対象波長λ１を狙い波
長として、各波長検出素子群で測定対象波長を受光可能な電圧値Ｖｎを取得する（ステッ
プＳ２）。また、この時、取得した電圧値の数（電圧設定最大数Ｎ）も同時に取得する。
【００４５】
　この後、制御装置４は、電圧設定変数ｎを初期化し、ｎ＝１を設定する（ステップＳ３
。
　そして、駆動制御部４２２は、電圧値Ｖｎを入力値として電圧制御回路３３に入力する
（ステップＳ４）。これにより、波長可変干渉フィルター５の静電アクチュエーター５４
には、電圧値Ｖｎが印可され、電圧に応じた量だけ可動部５２１が第一基板５１側に変位
する。
【００４６】
　波長可変干渉フィルター５が駆動され、透過光が検出部３２で受光されると、制御装置
４は、電圧値Ｖｎに対して、測定対象光を受光可能な検出素子３２１を特定する（ステッ
プＳ５）。
　具体的には、素子特定部４２１は、記憶部４１に記憶された相関データ６０から、ステ
ップＳ４により、駆動制御部４２２から電圧制御回路３３に出力された電圧値Ｖｎに対し
て、測定対象波長λ１の光を受光可能な同波長検出素子群を検索し、これらの同波長検出
素子群に含まれる各検出素子３２１を特定する。
【００４７】
　この後、光量取得部４２３は、ステップＳ４で特定された各検出素子３２１で検出され
た測定対象光の光量を取得する（ステップＳ６）。また、光量取得部４２３は、取得した
光量を記憶部４１に記憶する。
【００４８】
　次に、制御装置４は、電圧設定変数ｎに１を加算し（ステップＳ７）、その電圧設定変
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数ｎが電圧設定最大数Ｎより大きくなったか否かを判断する（ステップＳ８）。
　ここで、制御装置４は、ｎ≦Ｎである場合、ステップＳ４に戻り、すなわちステップＳ
４からステップＳ８の処理を繰り返し実行する。
【００４９】
　また、ステップＳ８において、電圧設定変数ｎがＮより大きい場合、強度分布測定部４
２４は、記憶部４１に記憶された各検出素子３２１の測定対象光の光量の検出結果に基づ
いて、図６に示すような光強度分布図７０を作成する（ステップＳ９）。
　このステップＳ９では、強度分布測定部４２４は、アレイ状に配列された各検出素子３
２１の座標位置に対応した画素を有する光強度分布図７０を作成する。この時、強度分布
測定部４２４は、各画素に対応する検出素子３２１で受光された測定対象光の光量に応じ
て、当該各画素の色の濃淡を決定する。ここで、強度分布測定部４２４の各画素の色とし
ては、例えば測定対象光に測定対象波長λ１に対応した色を用いた光強度分布図７０を作
成してもよく、例えばグレースケールにより光強度を表現した光強度分布図７０を作成し
てもよく、さらに光量に応じて、色を変化させたり、等高線を用いて光量の分布を表現し
たりしてもよい。また、図６に示すように、一直線方向に沿って、光強度の分布を表した
光強度分布曲線７１を作成してもよい。
【００５０】
　なお、上記では、１つの測定対象波長λ１の光強度分布を測定して、その光強度分布図
７０や光強度分布曲線７１を作成する例を示したが、複数の波長λｎに対する光強度を測
定する場合、上記ステップＳ１において、測定対象波長λの値を切り替え、ステップＳ２
～Ｓ９の処理を繰り返すことで実施することができる。例えば、測定対象像の色度分布を
測定する際には、測定対象波長λを連続的に切り替えて上記ステップＳ２～Ｓ９を実施す
ることで、可視光域における各波長の光強度の分布を測定することができ、これらを合成
することで、検出部３２で取得（撮像）された画像における色度分布の測定を実施できる
。
【００５１】
　〔５．第一実施形態の作用効果〕
　上述したように、上記第一実施形態の分光測定装置１は、素子特定部４２１は、相関デ
ータ６０に基づき、波長可変干渉フィルター５の静電アクチュエーター５４に印加された
電圧値に対して、測定対象光を受光可能な検出素子３２１を特定し、光量取得部４２３は
、特定された検出素子３２１で検出された光の光量を受光する。このため、静電アクチュ
エーター５４の駆動により、可動部５２１が撓み、異なる部分ギャップ領域Ｇｍ間で寸法
の違いが生じた場合であっても、測定対象光を受光可能な検出素子３２１を特定すること
ができ、特定した検出素子３２１に基づいて光量を取得するので、光量の検出精度を向上
させることができる。
【００５２】
　また、相関データ６０は、同波長検出素子群毎に設定されている。
　すなわち、本実施形態の波長可変干渉フィルター５では、可動部５２１は円筒状に形成
され、リング状のダイヤフラムである保持部５２２により外周が保持されている。このよ
うな構成では、ダイヤフラムに係る応力バランスが均一であれば、可動部５２１が静電ア
クチュエーター５４により駆動された際、中心軸Ｏからの距離が同一である部分ギャップ
領域Ｇｍの寸法が同一寸法となり、同一波長域の光が透過される。このような場合、同波
長検出素子群に対してそれぞれ相関データ６０が設定されていれば、例えば各検出素子３
２１に対してそれぞれ個別に相関データ６０が設定する必要がなく、記憶部４１に記憶す
る相関データ６０のデータ量も少なくできる。また、素子特定部４２１により検出素子３
２１の特定や、駆動制御部４２２による電圧値の設定などにおいても、処理を迅速に行う
ことができ、全体として光量分布測定の処理を迅速に行うことができる。
【００５３】
　さらに、駆動制御部４２２は、相関データ６０に基づいて、各同波長検出素子群で測定
対象波長を受光するために必要な電圧値を取得し、この取得した電圧値を順次切り替えて
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電圧制御回路３３に出力する。
　このような構成では、例えば波長可変干渉フィルター５の静電アクチュエーター５４に
設定可能な最低電圧から設定可能な最大電圧までを連続的に変化させて光量を取得する場
合に比べて、測定対象波長に対する光量の取得処理を迅速に行うことができる。
【００５４】
　そして、強度分布測定部４２４は、取得した各検出素子３２１の測定対象光の光量から
、図６に示すような光強度分布図を作成する。このような光強度分布図を作成することで
、利用者は、測定対象光の面内光強度の分布を容易に把握することができる。また、例え
ば可視光域の各波長に対して、光強度分布図を作成することで、測定対象像の色度の分布
を測定することができ、対象像の色分析を精度よく行うことができる。
【００５５】
[第二実施形態]
　次に本発明の第二実施形態について、図面に基づいて説明する。
　図８は、第二実施形態における相関データの一例を示す図である。なお、第二実施形態
の説明にあたり、上記第一実施形態と同様の構成については、同符号を付し、その説明を
省略する。
　上記第一実施形態では、各同波長検出素子群に対して、それぞれ相関データ６０が設定
される構成を例示した。これに対して、第二実施形態では、図８に示すように、各検出素
子３２１に対して、それぞれ個別に相関データ６１が設定されている。
　このような分光測定装置でも、測定対象光の光量分布測定の処理において、上記第一実
施形態と同様の処理により、光量分布測定を実施することができる。
【００５６】
　そして、このような相関データ６１を有する分光測定装置では、第一実施形態の相関デ
ータ６０に比べて、データ量が増加するが、より精度の高い分光測定処理を実施すること
ができる。
【００５７】
　つまり、波長可変干渉フィルター５において、可動部５２１に設けられる第二反射膜５
７の膜応力や第二電極５４２の膜応力、第二電極線の配置位置や、製造時のアライメント
のずれ等により、可動部５２１が変位した際の歪みのバランスが中心軸Ｏを中心として点
対称とならない場合がある。このような場合、中心軸Ｏからの同距離だけ離れた部分ギャ
ップ領域Ｇｍのグループ内でも、可動部５２１が変位した際のギャップ変位量が異なる場
合がある。また、例えば、電圧Ｖαを印可した際に、部分ギャップ領域Ｇａと部分ギャッ
プ領域Ｇｂとが同一寸法であった場合でも、異なる電圧Ｖβを印可した際に、これらの部
分ギャップ領域Ｇａと部分ギャップ領域Ｇｂとが異なる寸法となる場合もある。
　このような場合に対して、第二実施形態では、各検出素子３２１に対してそれぞれ相関
データ６１が設定されているため、静電アクチュエーター５４に所定の電圧値Ｖｎが印可
された際に、測定対象光を受光可能な検出素子３２１を正確に特定することができる。し
たがって、このように特定された検出素子３２１で検出された光量に基づいて、強度分布
測定部４２４は、より正確な光強度分布図７０を作成することができ、測定精度を向上さ
せることができる。
【００５８】
〔他の実施形態〕
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【００５９】
　例えば、第一実施形態において、駆動制御部４２２は、相関データ６０に基づいて、検
出部３２で測定対象波長を受光するために必要な電圧値を取得し、取得した電圧値を順に
切り替えて電圧制御回路に入力する例を示した。これに対して、例えばある可視光域など
の特定の波長域における各波長に対して、その光強度分布を測定する場合、駆動制御部４
２２は、静電アクチュエーター５４に印加する電圧値を、例えば設定可能最低電圧から設
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定可能最高電圧まで、連続的に切り替える処理をしてもよい。この場合、各電圧値に設定
された際の各検出素子３２１で検出された光量を記憶部４１に記憶しておく。そして、光
量取得部４２３は、記憶部４１に記憶された光量検出結果から、素子特定部４２１により
特定された検出素子３２１の光量を取得して、測定対象光に対する光量を取得すればよい
。
【００６０】
　また、上記実施形態では、ギャップ可変部として、第一電極５４１および第二電極５４
２の間に電圧が印可されることで、保持部５２２を撓ませて可動部５２１を変位させる静
電アクチュエーター５４を例示したがこれに限らない。
　例えば、第一電極５４１の代わりに、第一誘電コイルを配置し、第二電極の代わりに第
二誘電コイルまたは永久磁石を配置した誘電アクチュエーターを用いる構成としてもよい
。例えば第一誘電コイルおよび永久磁石が設けられる構成では、第一誘電コイルに流す電
流により磁力を発生させ、永久磁石との間で発生する引力または斥力により可動部５２１
を変位させる。このような構成では、相関データ６０，６１として、第一誘電コイルに流
す電流値を入力値とし、電流値に対する各検出素子３２１または各同波長検出素子群で受
光可能な透過波長を記録したデータを用いればよい。
【００６１】
　さらに、静電アクチュエーター５４の代わりに圧電アクチュエーターを用いる構成とし
てもよい。この場合、例えば保持部５２２に下部電極層、圧電膜、および上部電極層を積
層配置させ、下部電極層および上部電極層の間に印加する電圧を可変させることで、圧電
膜を伸縮させて保持部５２２を撓ませる。このような構成では、相関データ６０，６１と
して、下部電極層および上部電極層の間に印加する電圧値を入力値とし、電圧値に対する
各検出素子３２１または各同波長検出素子群で受光可能な透過波長を記録したデータを用
いればよい。
【００６２】
　さらには、静電アクチュエーター５４の代わりに空気圧を利用したアクチュエーターを
用いる構成としてもよい。この場合、第一基板５１および第二基板５２の間を密閉空間と
し、密閉空間に空気を導入する空気導入孔を設ける。そして、この空気導入孔に内部の空
気圧を可変させるポンプを設け、空気圧を可変させることで、内圧の変化により可動部５
２１を変位させる。このような構成では、相関データ６０，６１として、密閉空間に導入
または導出する空気を入力値としたデータを用いてもよく、電動ポンプを接続する場合で
は、電動ポンプを駆動させる電力を入力値としたデータを用いてもよい。
【００６３】
　そして、上記実施形態では、ダイヤフラム状の保持部５２２を例示したが、例えば、上
述したように、梁構造の保持部を複数設け、これらの梁構造の保持部により可動部５２１
を保持する構成としてもよい。この場合、梁構造の保持部の撓みバランスを均一にするた
め、中心軸Ｏに対して点対称となる保持部を設けることが好ましい。
【００６４】
　また、上記実施形態では、測定対象２の像を検出部３２で撮像するため、入射光学系３
１として、テレセントリック光学系を構築する各種レンズが用いられる例を示したが、例
えば、測定対象２からの光を平行光にして波長可変干渉フィルター５に入射させる入射光
学系が組み込まれる構成などとしてもよい。
【００６５】
　その他、本発明の実施の際の具体的な構造および手順は、本発明の目的を達成できる範
囲で他の構造などに適宜変更できる。
【符号の説明】
【００６６】
　１…本発明の光測定装置であるイメージ分光測定装置（分光測定装置）、４…本発明の
制御部である制御装置、５…波長可変干渉フィルター、３２…検出部、４１…記憶部、５
１…第一基板、５２…第二基板、５４…本発明のギャップ可変部である静電アクチュエー
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ター、５６…第一反射膜、５７…第二反射膜、６０，６１…相関データ、３２１…検出素
子、４２１…素子特定部、４２２…駆動制御部、４２３…光量取得部、４２４…強度分布
測定部。
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